aThis Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the appUcant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 
ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 
COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



)Num^rod publication : 0 402 191 B1 

@ FASCICULE DE BREVET EUROPEEN 

@ Date de publication du fascicule du brevet: (si) Int. Cl.^: G01B 11/02, G01B 11/04 

07.01.93 Bulletin 93/01 

@ Num^ro de d6pdt : 90401392.7 

@ Date de d^p6t : 23.05.90 



EuropSisch s Patentamt I 
@ /7JJt/ European Patent Office | 
Office europden des brevets ^ 



@ Proc6d6 et dispositif de mesure de largeur de traits ^ baiayage optlque. 



@ Priontd : 24.05.89 PR 8906805 



@ Date de publication de la demande ; 
12.12.90 Bulletin 90/50 



@ Mention de la d^livrance du brevet : 
07.01.93 Bulletin 93/01 



@ Etats contractants dteign^s : 
DE GB IT 



@ Documents cit6s : 
EP-A- 0 195 405 
DE-A- 2 554 086 
US-A- 4 112 309 



OQ 
o> 

o 

o 
a 

UJ 



(g) Documents cit6s : 

PHIUPS TECHNICAL REVIEW, vol. 43, no. 7. 
July 1987, pages 184-191, Eindhoven, NL; G. 
PRAST: ''Quantitative measurennent by theS- 
chlieren ntethod** 



@ Titulaire : NANO-MASTER 

PJV. de SL Gu6nault 7, rue Jean Mermoz 
P-91005 Evry Cedex (PR) 



72) Inventeur : HIgnetta, Olivier Marcel 
6, Rue Paul Eluard 

P-91000 St Germain Les Corbell (FR) 



ffi) Mandataire : Fort, Jacques 

CABINET PLASSERAUD 84, rue d'Amsterdam 
F.75009 Paris (FR) 



II est rappel^ que : Dans un d6lai de neuf mois d compter de la date de publication de la mention de la 
d6livrance du brevet europ^n tout personn peut faire opposition au brevet europ^en d^livr^, aupr^ 
d rOfftce europ^n des brevets. L'opposttion dort §tre fomi^ par 6crit t nDOtiv^e. Elle n'est r^put^e 
fonn^e qu'aprte paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brev t europ^en). 



Jouve, 18, rue Saint-D nts, 75001 PARIS 



1 



EP 0 402 191 B1 



2 



De crfptlon 

L'invention concerne de fagon g6n6rale la m6tro- 
logie optique et plus particuli^rement ia mesure de 
largeur de traits ^troits s pr^sentant n relief ou en 5 
creuxsurun support; ell trouv une application par- 
ticuli^rement Important dans ta mesure d laiargeur 
de traits obtenus par photogravure lors de la fabrica- 
tion des circuits Int^r^s, et permet alors un contr6le 
dimenstonnel de ces circuits. to 

Dans ce donna ine particulier, it extste un besoin 
de contrdler lies largeurs de traits obtenus par photo- 
lithographie k Talde d'une rdsine photosensible. On a 
d^jd utilise des proc^^s optiques, travaillant en lu- 
midre visible. Mais on se heurte d un probl^me : is 
beaucoup de mat^riaux en couche mince sent trans- 
parents dans le visible. C'est notamment le cas des 
r^sines photosensibles utilis^es dans la fabrication 
des circuits int^r^s. La transparence se traduit par 
des phdnomdnes optiques de resonance, de canali- 20 
sation d'ondes. d'lnterf^rences etde diffraction qu'on 
ne sait corriger correctement que pour des 6pals- 
seurs faibles, ne d^passant pas 0,5 {im environ. Cette 
limitation est d'autant plus gSnante qu'on utilise cou- 
ramment ^ Theure actuelle des couches de r^sine 25 
dont r^paisseur d^passe 1 ^m. 

Au surplus, les proc^d^s existants ont pour la plu- 
part une r^p^tabillt^ et une lin^aritd insuff isantes. 

La pr6sente invention vise notamment d fournir 
un proc^d^ et un dispositif r^pondant mieux que ceux 30 
ant^rieurement connus aux exigences de la pratique, 
notamment en ^cartant les probldmes \\6s d la trans- 
parence de beaucoup de mat^riaux en couches min- 
ces et en garantissant la r^p^tabllit^ et la lin^arit^ de 
la r^ponse, quelles que soient les variations de la r6- 35 
flectivit^ du support de traits. 

Dans ce but l'invention propose notamment un 
proc^d4 de mesure optique de largeur de trait en relief 
ou en creux sur un support , suivant lequet on bataie 
ta surface du support orthogonalement au trait k 40 
I 'aide d'un systdme optique confocal d source d'^dai- 
rement monomode transverse, on mesure les varia- 
tions du signal de sortie d'un d^tecteurdiff^rentiel as- 
socid ^ un couteau conjugud du foyer du systdme op- 
tique sur ie support et orients orthogonalement au 45 
trait, et on en d^duit le profit k la base des flancs du 
trait dans une zone de lin^arit^ de ta mesure. 

On sait qu*un montage optique confocat compor- 
te, un point tumineux source et un d^tecteur, en g^ 
n^ral sensiblement ponctuet. dont Timage est focali- so 
s6e au mdme emplacement sur le support d observer. 

L'invention propose ^galement un dispositif de 
mesure de largeur de trait en relief ou en creux sur un 
support, utitisable notamment pour contr6ler ta lar- 
geur de traits sur les circuits int6gr6s en cours de fa- ss 
bricab'on. comprenant un montage optique confocal. 
k source de lumifere monomode fournissant un front 
d'onde plan, un d6f I cteur optique de batayage trans- 



versal, un s6parat ur d s faisceaux incid nt dlrig6 
vers le support du trait t r6f!6chi par c support, et 
un d§tecteur constitu6 par un cout au plac6 k Tempi a- 
cement conjugu6 du foy r du montag optique (done 
des plans image t obj t) t transversatem nt au trait 
dont ta largeur est k mesurer t par un capteur drff6- 
rentiet ptac6 d t'emplacement conjugu^ d ta pupille 
et fournissant un signal fonction de la difference 
d'^clairement de part et d'autre du couteau. 

Dans un premier nrrode de realisation de Tinven- 
tion, on determine simplement la largeur du trait k sa 
base par detection de la distance entre les points de 
balayage ou I'dcart du signal par rapport k une vaieur 
de reference (qui peut etre nulte si la base se trouve 
au milieu de ta plage de tinearite) attaint un seuit de- 
termine. Dans un autre mode de realisation, on 
commande la focatisation en asservissant la distance 
du montage optique au support, autour du point 
d'equitibre du capteur differentiel, de fa^on k suivre 
r ensemble du profit. 

L'invention sera mieux comprise k la lecture de ta 
description qui suit d*un nnode particulier de reattsa* 
tion. donne k titre d'exemple non timitatif. La descrip- 
tion se refere au dessin qui Taccompagne, dans le- 
quel : 

- la Figure 1 est un schema de principe montrant 
une constitution possible d'un dispositif suivant 
l'invention ; 

- ta Figure 2 montre une section d'un trait dont la 
largeur est k mesurer ; 

- ia Figure 3 est un schema montrant la toi de va- 
riation de recart nornnalise entre edairements 
des deux secteurs du detecteur dans un dispositif 
du genre montre en Figure 1, en fonction de la 
distance entre objectif et support de trait ; 

- ta Figure 4 montre ta variation du signal tors du 
passage des flancs d'un trait au cours du bataya- 
ge du support ; 

- ta Figure 5 montre une variante de realisation du 
detecteur de la Figure 4 ; 

- la Figure 6 montre un montage de robjectif sui- 
vant une variante du dispositif de la Figure 1 . per- 
mettant de realiser une prof itometrie. 

On supposera que le dispositif de mesure dont ta 
constitution de principe est montree en figure 1 est 
destine k la mesure de largeur de traits orientes suh 
vant une direction y sur des circuits integres en cours 
de fabrication. It est alors souhaitable d'utitiser une lu- 
miere pour laquelle les resines photosensibles habi- 
tueltes sont opaques. La ptupart de ces resines ont 
une absorption forte au-dessous de 0,35 pm ce qui 
permet d'utitiser comme source de tumiere un laser 
heiiunvcadmium dont ta seconde raie se situe k 0,325 
\im ou une source k spectre large (lampe k arc) f iltree 
au-dessus de 320 nm. 

Le dispositif de la Figure 1 comporte un objectif 
10 destine k 6tre place k proximite immediate du sup- 
port 12 des traits k control r, qui s present nt fre- 
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quemment avec une largeur d la base comprise entre 
0,3 at 0,8 at une hauteur I6g6rement sup6rieure 
d 1 ^lm. Get objectif sert d concentrer sur le support 
la Iumi6re provenant d*une source monomode sous 
forme d'une tache dont la dimension peut 6tre r6durt s 
^ 0.3 Jim environ sans diff icult6s, at d restituer la lu- 
mi^re r6fl6chie. II est plac6 de fa^n que son foyer 
soit au niveau de la base du trait 13 dont la largeur L 
d la base est ^ mesurer (fig. 2). Le faisceau de lumldre 
qui provient du point du support 12 plac6 face d Vob- io 
jectif 10 etqui se trouve dans le plan objetde Tobjectrf 
(plan de focalisation) traverse la pupille 14 de I'objec- 
tif et arrive sur un tsolateur optique 16, constitud g6- 
n^ralement par un polariseur et une lame quart 
d'onde, ou par des verres utilisant I'effet Faraday, is 
destine ^ r^duire la transmission de la luml^re r^tro- 
diffus^e. 

Le faisceau de lumidre traverse ensuite deux d6- 
flecteurs 18 et20, respectivement destines d assurer 
le balayage selon deux directions orthogonales x et y 20 
du supporL On utilisera g6n6ralement des d6fleo- 
teurs galvanom^triques, car la limitation da vitesse de 
balayage qu'ils entratnent n'est pas g§nante pour la 
quasi-totalit6 des applications consid6r6es et. au sur- 
plus, il n'existe pas de d6f!ecteurs acousto-optiques 25 
disponibles ^ I'heure actuelle dans le domaine ultra- 
violet Ces d6f lecteurs sont command6s par des g6- 
n6rateurs de rampe respectife 22 et 24. qu'on peut 
consid^rer comme des g^n^rateurs de balayage de li- 
gne et d'image, respectivement 30 

La lumiSre sortant du d^flecteur 20 est renvoy^e 
par un s6parateur 26 (miroir semi-transparent par 
exemple) vers un syst6me dioptrique d'agrandisse- 
ment 30 qui illumine un d^tecteur 33. 

Dans un montage confocal dassique, unst6nop6 35 
de dimension inf6rieure ^ celle de la tache de diffrac- 
tion, constituant f iltre spatial, est plac^e entre le sys- 
tfeme dioptrique 30 et le d^tecteur 33, au point conju- 
gu6 du plan focal de I'objectif. 

U^nergie lumineuse d'illumination du plan objet 40 
est fournie par une source fournissant un front d'onde 
plan, qui sera un laser ou une lampe d arc 28 f iltr^e 
spectralement et spatialement ; cette source fournit 
un faisceau de lumi^re paralldle qui traverse le miroir 
semi-transparent 26, les d6f lecteurs 20 et 18, le s6- 45 
parateur 16 et Tobjectif 10. 

Le dispositif sulvant I'invention montr6 en Figure 
1 comporte, dans un plan conjugu6 de la pupille 14, 
un couteau 32 dont I'arSte est orient6e transversale- 
ment au trait dont la largeur est d mesurer et se trouve so 
dans f'axe optique du syst^me dioptrique 30 et du d6- 
tecteur 33. Le d^tecteur 33 est constitud alors par un 
photod6tecteur ^ deux secteurs, fournissant deux si- 
gnaux S1 et S2, constitu6 par exemple par une pho- 
todiode silicium ^ deux secteurs. On constitue ainsi 55 
un syst^me de detection par la m6thode de Foucault 
Un diaphragme perc6 d'un trou 35 ayant un diam^tre 
de Tordre d 10 fois ia tach de diffraction est avan- 



tageusement plac6 centre le couteau, le trou 6tant 
centr6 sur I'imag de retour du faisceau laser (en 
traits mbctes sur la Figure 1). On obtient ainsi une tr6s 
bonne r6jection de la Iumi6re r6trodiffus6e dans I'op- 
tique sans changer le signal recueilli par I d6tecteur 
33 sur une profondeur de champ d'environ 2 nm. 

Les signaux SI et S2 sont appliques d des 
convertisseurs analog ique/num6rique 34 d'6chantil- 
lonnage synchronis63 par les g6n6rateurs de rampe 
num6riques 22 et 24, Ces convertisseurs fournissent 
des mots de 8 bits par exemple, repr6sentant chacun 
un pixel, d une unit6 de m^moire 36 reli6e d un cal- 
cuiateur 38 de traitement du signal. Ce calculateur est 
pr6vu pourfournir une sortie de la forme : 

R = (SI - 32)/ (SI + 82) 
pour chaque pixel. 

L'exp6rience montre que, lorsque I'objectif 10 est 
focalisd sur le support, c*est-d-dire sur le plan k la 
base du trait la variation de R en fonction de la hau- 
teur z pr6sente I'allure illustr^e en Figure 3. La varia- 
tion comporte une zone quasi Iin6aire de largeur 
correspondent d une portion d'une loi de variation tel- 
le que R passe de - 1 + 1 pour une largeur zO sen- 
siblement 6gale k 1 ,2 Va^ {X 6tant la longueur d'onde 
de ia lumi^re et a Couverture num^rique). 

Lorsqu'on balaie le support 12 suivant Taxe x, le 
signal de sortie fourni par le calculateur de traitement 
38 est en consequence represents par une courbe de 
variation du genre montr6 en Figure 4. dans la mesure 
ou I'objectif 10 estfocalisS sur la base du support 12 
et oil la moitie supSrieure de la zone de linearity (Fi- 
gure 3) correspond d la partie basse uniquement du 
trait 

Cette courbe peut Stre visual ts6e sur un moniteur 
40. La hauteur h du trait (Figure 2) etant supSrieure d 
la zone de linearity, seules sont significatives les zo- 
nes du signal correspondant aux flancs du trait ^ 
proximity de la base. Id ou le signal n'est pas saturS. 

Pour determiner la largeur U on peut comparer le 
signal d un seull S. La largeur L sera egale ^ la dis- 
tance D entre les deux passages successifs au seuil 
S. augments d'une valeur de calibration constante. Le 
rSsultat obtenu est IndSpendant de la refiectivite du 
materiau constituant le support et le trait du fait de la 
normalisation obtenue en divisant le signal d'erreur 
S1-S2 parS1+S2. 

Atitre d'exemple. on peut indiquer que la zone de 
linSarite A2/2 est de I'ordre de 0,2 ^im pour une ouver- 
ture numSrique a = 0,95 et une longueur d'onde de 
0.325 Une telle zone de linearite permetd'obtenir 
des rSsultats satisfaisants pour des traits ayant une 
hauteur dSpassant le micron. 

Au lieu d'une diode en silicium, qui donne des rS- 
sultats satisfaisants dans le visible, on peut utiliser 
d'autres dStecteurs, tels qu'un photomultiplicateur d 
deux secteurs, torsqu'on travaille dans I'ultra-violet et 
que le niveau d'Snergi r quis par la diod se tradui- 
raitparuneins lab'on inadmissibi delarSsin photo- 
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sensible. 

Dans la variante de rdalisation montr^e en Figure 
5, Tens mble couteau-d^tect ur est constitu^ par le 
couteau 32 un prisme rectangle 48 d diddre chanfrei- 
n6 et deux capteurs 50* constitu^s par example par 5 
des photomultiplicateurs. On pourrait constituer le 
couteau par Tardte vive du prisme 48, ^ faces tralt^es 
pour les rendre r^fl^chissantes. mais cette derni^re 
solution presents des drfficult^s de realisation. Le 
prisme sera g^n^ralement mont4 de fagon ajustable io 
suivant la direction x uniquement tandis que le cou- 
teau 32 solidaire du diaphragme 35 est avantageuse- 
ment ajustable dans les directions x, y et z. 

Le proc6d6 de mise en oeuvre du disposltif de la 
Figure 1 d^coule directement de la constitution mat6- is 
rielle et II n'est done pas n6cessaire de le d6crire. 

Lorsque Ton veut non seulement mesurer la lar- 
geur d'un trait k la base, mais encore obtenir le profit 
du trait, voire mdme le prof 0 de traits successifs, la 
zone de lin^arit^ disponlble n'est pas suff isante. Mais 20 
on peut dans ce cas asservir la position de Tobjectif 
pour qu'il suive le niveau de la surface du support. 

Dans le mode de realisation de la Figure 6, rot>- 
jectif 10 est port6 par une platine 42 tournant autour 
d'un axe 44 sous Taction d'un v6rin 46 muni d'un co- 25 
deur optique (non represent^). La focalisation appro- 
ch^e de Tobjectif au niveau de la base du trait est ot>- 
tenue initialement par un dispositif dit "auto-focus" de 
constitution connue utilisant par exemple un laser d 
0,78 ^m. Le v6rin 46 est ensuite command6 d*abord 30 
pour amener, puis pour maintenir k une valeur cons- 
tante le signal d'erreur(S1 - S2)/ S1 + S2 tors du ba- 
layage selon la direction x. On peut ainsi faire des me- 
sures dans une gamme de hauteur plus etendue que 
la zone de linearity (puisque limitee par la course du 35 
v^rin uniquement). Le profil mesur^ est tr^s proche 
du profil g^ometrique r^el car la pente de la partie li- 
n^aire est tr^s forte, la plage de variation de - 1 d -i- 1 
de R ne d^passant pas 0,4 ^m dans un dispositif re- 
pr6sentatif, 40 



ouencr ux surun support, compr nantun mon- 
tage optique confocal d source de tumidre mono- 
mode fournissant un front d'ond plan, un d^f lec- 
teur optique (18,20) de balayag transversal au 
trait, un s^parateur (26) des faisceaux incident di- 
rig6 vers I support (12) du trait (13) et r6fl6chi 
parce support, et un d^tecteur, caract^rise en ce 
que le d^tecteur comporte un couteau dont TarS- 
te (32) est plac6e k I'emplacement conjugu6 du 
foyer de Tobjectrf du montage optique et transver- 
salement au trait dont la largeur est d mesurer. et 
un capteur drff§rentiel (33) place d Templacement 
conjugue de la puptlle et sensible d la difference 
d'edairement de part et d'autre du couteau. 

3. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en 
ce que le capteur est associe d des moyens de 
mesure de largeur du trait d sa base par detection 
de la distance entre les points de balayage oCi 
recart du signal differential fourni par le detec- 
teur (33) est egal e une vaieur de reference. 

4. Dispositif selon la revendication 3, caract6ris6 en 
ce que ledit signal est egal ^ la difference d'eclah 
rement normalisee par la somme des eclaire- 
ments. 

5. Dispositif selon la revendication 4. caracterise en 
ce que le capteur comporte un organe sensible 
(26) ^ deux quadrants fournissant deux signaux 
d'edairement d des convertisseurs analogi- 
que/numerique (34) relies d des moyens de me- 
morisation (36) et d des moyens de calcul (38). 

6. Dispositif selon la revendication 2, caracterise en 
ce que t'objectif (10) du nrantage optique confocal 
est porte par des moyens de d6p!acement provo- 
quant le suivi de profil et muni de moyens de me- 
sure de la position de Tobjectrf. 



Revendlcatlons 

1. Precede de mesure optique de largeur de traits 
en relief ou en creux sur un support, caracterise 
en ce qu'on balaie la surface du support orthogo- 
nalement au trait e I'aide d'un systeme optique 
confocal ^ source d'edairement monomode 
transverse (28), on mesure les variations du si- 
gnal de sortie d'un detecteur differentiel (33) as- 
socie ^ un couteau (32) conjugue du foyer du sys- 
teme optique sur le support et oriente orthogona- 
lement au trait, et on en deduit le profil e la base 
des flancs du trait dans une zone de linearite de 
la mesure. 

2. Dispositif de mesure de largeur de traits en relief 



Patentanspruche 

1, Verfahren zum optischen Messen der Breite von 
45 auf einem Trager ausgebildeten reliefartigen 
Oder vertieften Spuren, dadurch gekennzeich- 
net, da& nr>an die OberflSche des Trigers recht- 
winklig zur Spur mit Hilfe eines optischen konfo- 
kalen Systems mit einer Monomodus-Transver- 
50 sal-Beleuchtungsquelle (28) abtastet. da& man 

die Anderungen des Ausgangssignals eines Dif- 
ferentialdetektors (33) mi&t. welcher mit einer 
dem Brennpunktdes optischen Systems auf dem 
Trager zugeordneten (konjugierten) Schlieren- 
55 blende (32) (Schneide) gekoppelt und rechtwink- 

lig zur Spur ausgerichtet ist, und da& man davon 
das Profil am FuS der Flanken dieser Spur in ei- 
ner Linearitatszone der Messung ableitet 
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2. Einrichtung zum M ssenderBreitevonauf in m 
Trager ausgebildeten r liefartigen od r vertief- 
len Spuren, umfassend eine optische, konfokale 
Anordnung mil iner Monomodus-Lichtquelle, 
wobei das Licht eine ebene Wellenfront bildet. 5 
ferner einen optischen Deflektor (18. 20) fur eine 
Abtastung quer zur Spur, einen Teiler (26) fur die 

auf den Trager (1 2) der Spur (13) gerichteten und 
von diesem Trager reflektierten Einfallsstrahlen, 
und einen Detektor, dadurch gekennzelchnet, io 
da& der Detektor eine Schlierenblende (Schnei- 
de) umfaSt, deren Kante (32) an der dem Brenn- 
punkt des Objektives der optischen Anordnung 
zugeordneten (konjugierten) Stelie und quer zu 
der Spur, deren Breite zu messen ist, angeordnet i5 
ist, sowie ferner einen Differentialmefiaufnehmer 
(33), welcher an der der Pupille zugeordneten 
(konjugierten) Stelie plaziert ist und auf die Hel- 
ligkeitsdifferenz der betden Seiten der Schlieren- 
blende anspricht. 20 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& der Medaufnehmer mit einer Ein- 
richtung gekoppelt ist welche die Breite der Spur 

an deren FuR durch Ermittein der Distanz zwi- 25 
schen den Abtastpunkten mi&t, wo die Abwei- 
chung des vom Detektor (33) gelierten Differen- 
tialsignals einem Referenzwert gleich isL 

4. Einrichtung nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 30 
zetchnet, da& dieses Signal denn Helligkeitsun- 
terschied, normiert durch die Summe der Hellig- 
keiten, gleich ist. 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& der Me&aufnehmer ein Ansprech- 
organ (26) mit zwei Quadranten umfaGt, welches 
zwei Helligkeitssignale an analog-numerische 
Wandler (36) liefert, die mit einer Speicherein- 
richtung (36) und einer Rechnereinrichtung (38) 
verbunden sind. 

6. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& das Objektiv (10) der optischen 
konfokalen Anordnung von einer Verstelleinrich- 45 
tung gehalten wird, die eine Profilnachfuhrung 
bewirkt und mit Mittein zum Messen derObjektiv- 
position versehen isL 



Claims 

1 . A method for optical measurement of the width of 
lines projecting out of or recessed on a support, 

characterized in that the surface of a me- 55 
dium is scanned orthogonally to the line with a 
confocal optical system having a monomode 
transverse light source (28), the variations of the 



output signal of a differential detector (33) asso- 
ciated with a blade (32) conjugat d with th focal 
point of the optical system on the support and an- 
gularly located orthogonally to the line are meas- 
ured, and the profile at the basis of the sides of 
the line is derived therefrom in a linearity zon of 
the measurement. 

2. Device for measuring the width of lines projecting 
out of or recessed in a support, comprising a con- 
focal optical assembly having a monomode light 
source delivering a planar wave front, a scanning 
optical deflector (18,20) for scanning said sur- 
face transversely to the line, a separator (26) be- 
tween the incident beam directed toward the sup- 
port (20) of the line (13) and the beam reflected 
by the support, and a detector, 

characterized in that the detector compris- 
es a blade whose edge (32) is located at the pos- 
ition conjugate with the focal point of the objective 
lens of the optical assembly and orthogonal to the 
line whose width is to be measured, and a differ- 
ential sensor (33) placed at the position conjugate 
with the pupil and responsive to the difference of 
lighting on each side of the blade. 

3. Device according to daim 2, 

characterized in that the sensor is associ- 
ated with means for measuring the width of the 
line at the basis thereof by detecting the distance 
between the scanning points where the differ- 
ence of the differential signal delivered by the 
sensor (32) is equal to a reference value. 



characterized in that the sensor has a two- 
quadrants sensitive element (36) delivering two 
lighting signals to analog/digital converters (34) 
connected to storing means (36) and computing 
means (38). 

6. Device according to claim 2, 

characterized in that the objective lens 
(10) of the confocal optical assembly is carried by 
displacing means causing the profile to be fol- 
lowed and provided with means for measuring the 
positton of the objective lens. 



35 4. Device according to claim 3, 

characterized in that said signal is equal to 
the difference between the anDOunts of lignt stan- 
dardized by the sum of the amounts of lighting. 

40 5. Device according to daim 4, 



5 



EP 0 402 191 B1 




